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(57)【要約】
【課題】研磨工具が保持面に接触するときの衝撃を緩和
し、該保持面の損傷を抑制する。
【解決手段】被加工物を保持面上に保持するチャックテ
ーブルと、加工領域と、搬入出領域と、に該チャックテ
ーブルを位置付けるチャックテーブル位置付けユニット
と、該搬入出領域に位置付けられた該チャックテーブル
の上方に配設され、該保持面を洗浄するチャックテーブ
ル洗浄ユニットと、該チャックテーブルに接続され該保
持面から噴出させる流体を該チャックテーブルに供給す
る流体供給ユニットと、を備え、該チャックテーブル洗
浄ユニットは、該保持面に当接する研磨工具と、該研磨
工具を回転させる回転ユニットと、該回転ユニットを該
回転軸の軸方向に移動させる移動ユニットと、を備え、
該制御ユニットは、該保持面を洗浄するとき、該研磨工
具を回転させつつ下降させ、該研磨工具が該保持面に当
接する際に、該保持面から該流体を噴射させる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被加工物を保持面上に保持するチャックテーブルと、
　被加工物への研削又は研磨が実施される加工領域と、被加工物の搬入および搬出が実施
される搬入出領域と、に該チャックテーブルを位置付けるチャックテーブル位置付けユニ
ットと、
　該加工領域に位置付けられた該チャックテーブルの上方に配設され、該チャックテーブ
ルに保持された被加工物を研削又は研磨する加工ユニットと、
　該搬入出領域に位置付けられた該チャックテーブルの上方に配設され、該保持面を洗浄
するチャックテーブル洗浄ユニットと、
　該チャックテーブルに接続され、該保持面から噴出させる流体を該チャックテーブルに
供給する流体供給ユニットと、
　各構成要素を制御する制御ユニットと、を備え、
　該チャックテーブル洗浄ユニットは、
　該保持面に当接して該保持面から加工屑を除去する機能を有する研磨工具と、
　該研磨工具を該保持面に垂直な回転軸で回転させる回転ユニットと、
　該回転ユニットを該回転軸の伸長方向に移動させる移動ユニットと、を備え、
　該制御ユニットは、該保持面を洗浄するとき該回転ユニットにより該研磨工具を回転さ
せるとともに該移動ユニットにより該研磨工具を該回転軸の伸長方向に沿って下降させ、
該研磨工具が該保持面に当接する際に該流体供給ユニットを作動させて該保持面から該流
体を噴射させることを特徴とする加工装置。
【請求項２】
　該回転ユニットは、該回転軸の下端に該軸方向に貫通する貫通穴を有する固定基台を備
え、
　該研磨工具は、該固定基台の該貫通穴に遊びがあるように通されたロッドに固定されて
、該ロッドを介して該固定基台から垂れ下がり、
　該制御ユニットは、該保持面を洗浄するとき、該研磨工具が自重を作用して該保持面を
研磨するように、該移動ユニットを制御して該回転ユニットを移動させることを特徴とす
る請求項１記載の加工装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被加工物を研削又は研磨する加工装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　シリコンやＳｉＣ、サファイア等の材料でなる各種平板状の被加工物を研削砥石で研削
する加工や、研磨パッドで研磨する加工が知られている。該研削砥石は、ダイヤモンド等
の砥粒が樹脂や金属等の結合材により固められて形成されている。また、不織布やウレタ
ン等で構成される該研磨パッドは、例えば、砥粒が分散された研磨液（スラリー）ととも
に用いられて被加工物の被研磨面を研磨する。
【０００３】
　研磨加工や研削加工は、該被加工物を保持するチャックテーブルを備える研磨装置や研
削装置において実施される。該チャックテーブルの上方には、研削砥石や研磨パッドが配
設され、該チャックテーブルの保持面に保持された被加工物に回転する研削砥石や回転す
る研磨パッドが触れることで加工が進行する。
【０００４】
　こうした加工においては、被加工物が削り取られて生じる加工屑がチャックテーブルに
付着する場合がある。該加工屑が付着した該チャックテーブルの保持面上に加工前の被加
工物が新たに保持されると該被加工物が破損する場合がある。加工で生じる加工屑は、加
工時に被加工物等に供給される加工液によって除去されるが、そのすべてを除去するのは
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容易ではない。
【０００５】
　そこで、研削加工や研磨加工が実施された後、チャックテーブルの保持面をブラシで洗
浄したり研磨工具で研磨したりして、チャックテーブルに付着した加工屑を除去する洗浄
ユニットが開発された（特許文献１乃至３参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平１１－２２６５２１号公報
【特許文献２】特開２００５－１５３０９０号公報
【特許文献３】特開２０１３－５５１４９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　例えば、研磨工具によりチャックテーブルの保持面を研磨して加工屑を除去する場合、
洗浄ユニットに装着された該研磨工具は、該保持面に接触する研磨面に垂直な軸の周りに
回転自在な状態で該被保持面に向けて下降される。チャックテーブルを回転させた状態で
、該研磨工具を下降させて該保持面に接触させると、チャックテーブルの回転に連れ回っ
て研磨工具が回転して保持面を洗浄する。
【０００８】
　しかし、該洗浄ユニットにより該保持面を洗浄しようとする際、該研磨工具を下降させ
て研磨工具をチャックテーブルの保持面に接触させるときの衝撃が大きくなり、該保持面
に損傷が生じる場合があり問題となる。
【０００９】
　本発明はかかる問題点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、チャッ
クテーブルの保持面を洗浄する研磨工具が該保持面に接触するときの衝撃を緩和でき、該
保持面の損傷の発生を抑制して被加工物の加工を安定的に実施できる加工装置を提供する
ことである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の一態様によれば、被加工物を保持面上に保持するチャックテーブルと、被加工
物への研削又は研磨が実施される加工領域と、被加工物の搬入および搬出が実施される搬
入出領域と、に該チャックテーブルを位置付けるチャックテーブル位置付けユニットと、
該加工領域に位置付けられた該チャックテーブルの上方に配設され、該チャックテーブル
に保持された被加工物を研削又は研磨する加工ユニットと、該搬入出領域に位置付けられ
た該チャックテーブルの上方に配設され、該保持面を洗浄するチャックテーブル洗浄ユニ
ットと、該チャックテーブルに接続され、該保持面から噴出させる流体を該チャックテー
ブルに供給する流体供給ユニットと、各構成要素を制御する制御ユニットと、を備え、該
チャックテーブル洗浄ユニットは、該保持面に当接して該保持面から加工屑を除去する機
能を有する研磨工具と、該研磨工具を該保持面に垂直な回転軸で回転させる回転ユニット
と、該回転ユニットを該回転軸の伸長方向に移動させる移動ユニットと、を備え、該制御
ユニットは、該保持面を洗浄するとき該回転ユニットにより該研磨工具を回転させるとと
もに該移動ユニットにより該研磨工具を該回転軸の伸長方向に沿って下降させ、該研磨工
具が該保持面に当接する際に該流体供給ユニットを作動させて該保持面から該流体を噴射
させることを特徴とする加工装置が提供される。
【００１１】
　なお、本発明の一態様に係る加工装置において、該回転ユニットは、該回転軸の下端に
該軸方向に貫通する貫通穴を有する固定基台を備え、該研磨工具は、該固定基台の該貫通
穴に遊びがあるように通されたロッドに固定されて、該ロッドを介して該固定基台から垂
れ下がり、該制御ユニットは、該保持面を洗浄するとき、該研磨工具が自重を作用して該
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保持面を研磨するように、該移動ユニットを制御して該回転ユニットを移動させてもよい
。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の一態様に係る加工装置では、搬入出領域に位置付けられたチャックテーブルの
上方に配設された洗浄ユニットで該チャックテーブルの保持面を洗浄する。該洗浄ユニッ
トは、該保持面に当接する研磨工具と、該研磨工具を該保持面に垂直な軸のまわりに回転
させる回転ユニットと、該研磨工具を軸の伸長方向に移動させる移動ユニットと、を有す
る。
【００１３】
　該洗浄ユニットで該保持面を洗浄する際は、該チャックテーブルを該保持面に垂直な軸
の周りに回転させ、該回転ユニットにより研磨工具を回転させた状態で、該移動ユニット
により該研磨工具を下降させて該研磨工具を該保持面に接触させる。すなわち、チャック
テーブルと、該研磨工具と、が接触するとき、両者は互いに独立して回転している。
【００１４】
　研磨工具が回転自在でありチャックテーブルの回転に連れ回って研磨工具が回転する従
来の加工装置では、該研磨工具が該チャックテーブルに接触したときの衝撃が比較的大き
くなる。さらに、チャックテーブルの回転によって研磨工具が引きずられて回転軸が傾く
場合がある。
【００１５】
　これに対して、本発明の一態様に係る加工装置では、チャックテーブルと、該研磨工具
と、が互いに独立に回転した状態で接触するため、接触時に洗浄ユニットが受ける衝撃が
比較的小さくなる。さらに、例えば、チャックテーブルの回転によって研磨工具の回転軸
が引きずられて傾くおそれもない。
【００１６】
　また、本発明の一態様に係る加工装置は、該保持面から水等の流体や水とエアーとの混
合流体を噴出できる。そして、該研磨工具を該チャックテーブルに接触させるときに流体
供給ユニットを作動させて予め該保持面から流体を噴出させておくと、該チャックテーブ
ルと、該研磨工具と、の接触による衝撃はさらに小さくなる。そのため、該研磨工具が該
保持面に接触しても、該保持面に損傷が生じにくい。
【００１７】
　したがって、本発明の一態様によると、チャックテーブルの保持面を洗浄する研磨工具
が該保持面に接触するときの衝撃を緩和でき、該保持面の損傷の発生を抑制して被加工物
の加工を安定的に実施できる加工装置が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】加工装置を模式的に示す斜視図である。
【図２】図２（Ａ）は、チャックテーブル洗浄ユニットの研磨工具をチャックテーブルの
保持面に接触させるときの状態を模式的に示す断面図であり、図２（Ｂ）は、該保持面に
接触した状態の研磨工具を模式的に示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　添付図面を参照して、本発明の一態様に係る実施形態について説明する。図１は、本発
明の一態様に係る加工装置を模式的に示す斜視図である。図１には、該加工装置の一例と
して研削装置２を示す。なお、本発明の一態様に係る加工装置は研磨装置でもよい。
【００２０】
　略直方体状の基台４上には、円盤状のターンテーブル６が水平面内において回転可能に
設けられている。ターンテーブル６の上面には、円周方向に１２０度離間して３個のチャ
ックテーブル８が備えられている。ターンテーブル６は、チャックテーブル位置付けユニ
ットとして機能し、各チャックテーブル８を被加工物の搬入出領域Ｅ１、第１の加工領域
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Ｅ２、または、第２の加工領域Ｅ３にそれぞれ位置付ける。例えば、第１の加工領域Ｅ２
では粗い研削が実施され、第２の研削領域Ｅ３では仕上げ研削が実施される。
【００２１】
　チャックテーブル８は、一端が吸引源（不図示）に接続された吸引路（不図示）を内部
に有し、該吸引路の他端がチャックテーブル８上の保持面８ａを形成する多孔質部材８ｂ
（図２（Ａ）参照）に通じている。チャックテーブル８は、該保持面８ａ上に載せられた
被加工物１に該多孔質部材８ｂを通して該吸引源により生じた負圧を作用させて被加工物
を吸引保持する。
【００２２】
　チャックテーブル８は、さらに、流体供給ユニットを備える。チャックテーブル８は、
一端が流体供給源（不図示）に接続された供給路８ｃ（図２（Ｂ）参照）を内部に有し、
該供給路の他端が該多孔質部材８ｂ（図２（Ａ）参照）に通じている。該流体供給源から
所定の量の流体を供給することで、該流体を該保持面８ａ上に噴出させる。
【００２３】
　該流体は、例えば、水と、エアーと、の混合流体である。または、該流体は水である。
被加工物１に対する加工が完了した後に該流体を保持面８ａ上に噴出させると、保持面８
ａ上に保持されていた被加工物１を剥離しやすくなる。また、保持面８ａに付着した加工
屑等のコンタミネーションを該流体により除去できる。
【００２４】
　ターンテーブル６の後方に隣接する位置には、柱状のコラム１２が立設されている。コ
ラム１２には、２組の研削ユニット１０ａ，１０ｂが設けられている。研削ユニット１０
ａは、スピンドルモータ１４ａによって回転駆動される研削ホイール１６ａに保持された
研削砥石１８ａを備えている。研削ユニット１０ｂは、スピンドルモータ１４ｂによって
回転駆動される研削ホイール１６ｂに保持された研削砥石１８ｂを備えている。
【００２５】
　該研削ホイール１６ａ，１６ｂに保持された研削砥石１８ａ，１８ｂは、加工送りユニ
ット２０ａ，２０ｂにより上下移動されるように構成されており、チャックテーブル８上
に保持される被加工物１に接触して該被加工物１を所定の厚さに研削する。
【００２６】
　研削装置２において加工される該被加工物１は、例えば、シリコン、ＳｉＣ（シリコン
カーバイド）、若しくは、その他の半導体等の材料、または、サファイア、ガラス、石英
等の材料からなる略円板状の基板である。被加工物１の表面は格子状に配列された複数の
分割予定ライン（ストリート）で複数の領域に区画されており、該複数の分割予定ライン
により区画された各領域にはＩＣ等のデバイスが形成されている。最終的に、被加工物１
がストリートに沿って分割されることで、個々のデバイスチップが形成される。
【００２７】
　被加工物１は、裏面が研削加工されることで薄化される。被加工物１の裏面側を加工す
る際には、該被加工物１の表面に、保護テープが貼着されていてもよい。保護テープは、
被加工物１の裏面に対する加工や被加工物１の搬送等の際に加わる衝撃から被加工物１の
表面側を保護し、デバイスに損傷が生じるのを防止する。
【００２８】
　保護テープは、可撓性を有するフィルム状の基材と、該基材の一方の面に形成された糊
層（接着剤層）と、を有する。例えば、基材にはＰＯ（ポリオレフィン）、ＰＥＴ（ポリ
エチレンテレフタラート）、ポリ塩化ビニル、または、ポリスチレン等が用いられる。ま
た、糊層（接着剤層）には、例えば、シリコーンゴム、アクリル系材料、エポキシ系材料
等が用いられる。
【００２９】
　基台４の前側にはカセット載置台２２ａ，２２ｂが設けられている。カセット載置台２
２ａ上には、例えば、加工前の被加工物１を収容したカセット２４ａが載置される。カセ
ット載置台２２ｂには、例えば、加工後の被加工物１を収容するためのカセット２４ｂが
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載置される。
【００３０】
　基台４上には、カセット載置台２２ａ，２２ｂに隣接して被加工物１を搬送する被加工
物搬送ロボット２６が据え付けられている。基台４の前側部分には更に、複数の位置決め
ピンで被加工物１の位置を決める位置決めテーブル２８と、被加工物１をチャックテーブ
ル８に載せる被加工物搬入機構（ローディングアーム）３２と、被加工物１をチャックテ
ーブル８から搬出する被加工物搬出機構（アンローディングアーム）３０と、研削された
被加工物を洗浄及びスピン乾燥するスピンナ洗浄装置３４と、が配設されている。
【００３１】
　基台４には、搬入出領域Ｅ１の上方を跨ぐようにチャックテーブル洗浄ユニット３６が
配されている。該チャックテーブル洗浄ユニット３６は、基台４の両側部にそれぞれ立設
する２つの支持体３８を有する。該２つの支持体３８のそれぞれの上部には、２つの該支
持体３８間を渡るガイドレール４０が配設されている。該ガイドレール４０には、移動部
４２が該ガイドレール４０の伸長方向（Ｘ軸方向）にスライド可能に配設されている。
【００３２】
　該移動部４２の裏面にはナット部（不図示）が形成されており、該ナット部には２つの
支持体３８間に渡されたボールねじ４４が螺合している。該ボールねじ４４の一端にはパ
ルスモータ４６が接続されており、該パルスモータ４６が該ボールねじ４４を回転させる
と、該移動部４２を該ガイドレール４０の伸長方向に移動させることができる。
【００３３】
　該移動部４２の表面にはスピンドルハウジング４８が配設され、該スピンドルハウジン
グ４８の下方には、スピンドル５０が伸長する。該スピンドルハウジング４８は、該移動
部４２の表面に配設された移動ユニット（不図示）を介して、該移動部４２の表面に支持
されており、該スピンドルの伸長方向（以後、軸方向という）に移動できる。該スピンド
ルハウジング４８は回転ユニットとして機能する。すなわち、スピンドル５０をチャック
テーブル８の保持面８ａに垂直な軸のまわりに回転させる。
【００３４】
　チャックテーブル洗浄ユニット３６の構造について、図２（Ａ）を用いて詳細に説明す
る。スピンドル５０の下端には、略円板状の固定基台５２が固定されている。該固定基台
５２には、該軸方向に貫通する複数の貫通穴５４が形成されている。複数の該貫通穴５４
には、それぞれロッド５６が遊貫している。すなわち、ロッド５６は貫通穴５４に対して
遊びができるように挿入されており、固定基台５２に固定されていない。
【００３５】
　該ロッド５６の径は、該貫通穴５４の径よりも小さい。そのため、該ロッド５６は該貫
通穴５４に対して該軸方向に移動でき、該軸方向に垂直な面内の方向に所定の範囲内で移
動できる。さらに、該ロッド５６の該軸方向からの傾斜も許容される。貫通穴５４の内周
壁には樹脂５４ａが設けられている。該樹脂５４ａはロッド５６の移動を円滑にする。
【００３６】
　複数のロッド５６のそれぞれ下端には、研磨工具５８が固定されている。該研磨工具５
８は、該ロッド５６を介して該固定基台５２から垂下している。すなわち、該研磨工具５
８は、自重により該ロッド５６を介して該固定基台５２から垂れ下がっている。
【００３７】
　研削装置２は、さらに、該研削装置２の各構成要素を制御するための制御ユニット（不
図示）を備える。該制御ユニットは、該研削装置２における被加工物１の加工を制御し、
また、該チャックテーブル洗浄ユニット３６によるチャックテーブル８の保持面８ａの洗
浄を制御する。
【００３８】
　次に、チャックテーブル８を洗浄するチャックテーブル洗浄ユニット３６を備えた研削
装置２における被加工物１の研削加工と、該チャックテーブル８の洗浄と、について説明
する。
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【００３９】
　まず、被加工物搬送ロボット２６を作動させて、カセット載置台２４ａに設置されたカ
セット２２ａに収容された被加工物１をカセット２２ａから搬出する。搬出された被加工
物１を位置決めテーブル２８に載置して、該位置決めテーブル２８の各ピンを作動させて
被加工物１を該位置決めテーブル２８の中央に精密に位置付ける。
【００４０】
　次に、被加工物搬入機構（ローディングアーム）３２を作動させて、被加工物１を搬入
出領域Ｅ１に位置付けられたチャックテーブル８の上に保護テープ７を介して載せる。つ
まり、表面側を下方に向けた状態で被加工物１を該チャックテーブル８の上に載せて、被
加工物１の裏面側を上方に露出させる。そして、該チャックテーブル８に被加工物１を吸
引保持させて、研削装置２のターンテーブル６を回転させてチャックテーブル８を第１の
加工領域Ｅ２に位置付ける。
【００４１】
　次に、研削ユニット１０ａのスピンドルモータ１４ａを作動させて研削ホイール１６ａ
を回転させる。また、チャックテーブル８を保持面８ａに垂直な軸の周りに回転させる。
そして、加工送りユニット２０ａを作動させて研削ホイール１６ａを被加工物１に向けて
下降させ、研削ホイール１６ａに装着された研削砥石１８aが被加工物１の裏面側に触れ
ると被加工物１が研削加工される。加工送りユニット２０ａにより所定の高さ位置まで研
削砥石１８ａを下降させることで、被加工物１の薄化が完了する。
【００４２】
　なお、研削加工は、研削ユニット１０ｂを用いて実施してもよい。第１の加工領域Ｅ２
に位置付けられたチャックテーブル８上に保持された被加工物１と、第２の加工領域Ｅ３
に位置付けられたチャックテーブル８上に保持された被加工物１と、を同時に研削加工し
てもよい。例えば、第１の加工領域Ｅ２において粗研削を実施して、第２の加工領域Ｅ３
において仕上げ研削を実施してもよい。
【００４３】
　研削加工を実施した後は、チャックテーブル８を再び被加工物の搬入出領域Ｅ１に位置
付けて、被加工物搬出機構（アンローディングアーム）３０を作動させて、被加工物１を
チャックテーブル８からスピンナ洗浄装置３４に搬送する。このとき、チャックテーブル
８は被加工物１の吸引保持を解除して、さらに流体供給源（不図示）を作動させて保持面
８ａから被加工物１を搬出しやすいようにする。
【００４４】
　次に、スピンナ洗浄装置３４を作動させて該被加工物１を洗浄及び乾燥し、被加工物搬
送ロボット２６を作動させて、カセット載置台２２ｂに載置されたカセット２４ｂに該被
加工物１を収納する。
【００４５】
　研削装置２では、研削砥石１８ａ，１８ｂから脱落し凝集した砥粒や、被加工物１から
削り取られた研削屑がチャックテーブル８の保持面８ａ上に残留する場合がある。これら
が残留した状態で、該チャックテーブル８の保持面８ａ上に新たな被加工物１が保持され
ると、該被加工物１が破損する場合がある。
【００４６】
　加工で生じる加工屑等の大部分は、加工時に被加工物等に供給される加工液によって除
去されるが、そのすべてを除去するのは容易ではない。チャックテーブル８の流体供給源
を作動させて保持面８ａから流体を噴出させても、やはりすべての加工屑等を除去するの
は容易ではない。
【００４７】
　そこで、本実施形態に係る研削装置２では、被加工物の搬入出領域Ｅ１に位置付けられ
たチャックテーブル８の保持面８ａをチャックテーブル洗浄ユニット３６により洗浄する
。チャックテーブル８の保持面８ａの洗浄について、図２（Ａ）及び図２（Ｂ）を用いて
説明する。図２（Ａ）は、洗浄ユニット３６の研磨工具をチャックテーブルの保持面に接
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触させるときの状態を模式的に示す断面図であり、図２（Ｂ）は、該保持面に接触した状
態の研磨工具を模式的に示す断面図である。
【００４８】
　まず、研削装置２の制御ユニット（不図示）は、パルスモータ４６を作動させて、研磨
工具５８が該チャックテーブル８の上方に位置付けられるように、移動部４２を移動させ
る。次に、スピンドル５０を回転させる。また、チャックテーブル８を保持面８ａに垂直
な軸のまわりに回転させる。それとともに、流体供給源（不図示）を作動させて供給路８
ｃを通じて多孔質部材８ｂに流体８ｄを供給して、該流体８ｄを該多孔質部材８ｂから噴
出させる。
【００４９】
　次に、スピンドルハウジング４８を軸方向に下降させて研磨工具５８を保持面８ａに接
触させて、該研磨工具５８により該保持面８ａを研磨する。このとき、研磨工具５８と、
チャックテーブル８と、はそれぞれ独立して該保持面８ａに垂直な軸の周りに回転してお
り、さらに、両者の間に流体８ｄが挟まれるため、両者の接触による衝撃は緩和される。
【００５０】
　例えば、本実施形態に依らず、研磨工具５８が回転自在であり該チャックテーブル８の
回転に連れ回って研磨工具５８が回転できる場合、該研磨工具５８が該チャックテーブル
８に接触したときの衝撃が比較的大きくなる。さらに、チャックテーブル８の回転によっ
て研磨工具５８が引きずられて回転軸が傾く場合がある。
【００５１】
　これに対して、本実施形態に係る研削装置２では、チャックテーブル８と、該研磨工具
５８と、が互いに独立して回転した状態で両者が接触するため、また、流体８ｄが両者の
間に挟まれるため、両者の接触により生じる衝撃が比較的小さくなる。そのため、チャッ
クテーブル８の保持面８ａに損傷等が生じにくい。
【００５２】
　該研磨工具５８が保持面８ａに接した後、固定基台５２をそれ以上に下降させると、図
２（Ｂ）に示す通り、ロッド５６が貫通穴５４に対して相対的に上方向に移動し固定基台
５２からロッド５６が浮き上がるようになる。すなわち、研磨工具５８は自重により保持
面８ａを押圧するが、それ以上の力では該保持面を押圧しない。そのため、該保持面８ａ
が研磨工具５８により過剰に押圧されて損傷が生じることもない。
【００５３】
　複数のロッド５６は、それぞれ挿入された貫通穴５４に対して互いにある程度独立して
上下方向に移動できる。そのため、保持面８ａが研磨工具５８の下面に対して厳密に平行
とはならない場合においても、研磨工具５８が保持面８ａに接するときに、該研磨工具５
８が該保持面８ａに対して追従する。したがって、本実施形態に係る研削装置２では、該
保持面８ａがその全面に渡って均一に洗浄される。
【００５４】
　保持面８ａが傷付けられずに全面に渡って均一に洗浄されるため、洗浄された保持面８
ａの上に新たに載せられた被加工物１を該チャックテーブル８により適切に吸引保持でき
、該被加工物１を適切に加工できる。以上、説明した通り、本実施形態に係る研削装置２
によると、チャックテーブル８の保持面８ａを洗浄する研磨工具５８が該保持面８ａに接
触するときの衝撃が緩和され、被加工物１の加工を安定的に実施できる。
【００５５】
　なお、上記実施形態では、加工装置が研削砥石を備える研削ユニットにより被加工物を
研削する研削装置である場合について主に説明したが、本発明の一態様はこれに限定され
ない。例えば、該加工装置は、研磨パッドを備える研磨ユニットにより被加工物を研磨す
る研磨装置でもよい。
【００５６】
　また、本発明の一態様において、チャックテーブル洗浄ユニットにはスピンドルの角度
を調節する機構が備えられていてもよい。この場合、チャックテーブルの保持面が水平方



(9) JP 2018-192412 A 2018.12.6

10

20

30

40

向から傾いている場合においても、該スピンドルを予め該保持面に垂直な方向に向いた状
態でチャックテーブルを洗浄することができる。
【００５７】
　その他、上記実施形態に係る構造、方法等は、本発明の目的の範囲を逸脱しない限りに
おいて適宜変更して実施できる。
【符号の説明】
【００５８】
　１　被加工物
　２　研削装置
　４　基台
　６　ターンテーブル
　８　チャックテーブル
　８ａ　保持面
　８ｂ　多孔質部材
　８ｃ　供給路
　８ｄ　流体
　１０ａ，１０ｂ　研削ユニット
　１０ｂ　研磨ユニット
　１２　コラム
　１４ａ，１４ｂ　スピンドルモータ
　１６ａ，１６ｂ　研削ホイール
　１８ａ，１８ｂ　研削砥石
　２０ａ，２０ｂ　加工送りユニット
　２２ａ，２２ｂ　カセット載置台
　２４ａ，２４ｂ　カセット
　２６　被加工物搬送ロボット
　２８　位置決めテーブル
　３０　被加工物搬入機構（ローディングアーム）
　３２　被加工物搬出機構（アンローディングアーム）
　３４　スピンナ洗浄装置
　３６　洗浄ユニット
　３８　支持体
　４０　ガイドレール
　４２　移動部
　４４　ボールネジ
　４６　パルスモータ
　４８　スピンドルハウジング
　５０　スピンドル
　５２　固定基台
　５４　貫通穴
　５４ａ　樹脂
　５６　ロッド
　５８　研磨工具
　Ｅ１　搬入出領域
　Ｅ２，Ｅ３　加工領域
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